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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程修订工作的基

础性系列技术法规。
本规程与JJG28—2000 《平晶》相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———更正了JJG28—2000 《平晶》的印刷错误:

JJG28—20006.3.8.2b)中式 (6):u2=
5
12u1

,更正为:ub=
5
12ua [见现版

式 (5)];

JJG28—2000附录C中表C.1的表头第8列:Ei= (Li/Ln)Kn,更正为:Ei=
(Li/Ln)ΔKn (见现版表E.1);

JJG28—2000附录D中式 (D.2):ΔF= d2

96
æ

è
ç

ö

ø
÷×F96,更正为:ΔF= d

96
æ

è
ç

ö

ø
÷

2

×F96

[见现版式 (C.2)]。
———310mm长平晶两次周期检定平面度之差从0.020μm放宽为0.030μm (见

4.4)。
———依据JJG146—2011 《量块》,取消了6等量块,改用5等量块 (见6.3.2)。
———取消了平行平晶平行度在激光平面等厚干涉仪上检定的方法。
———增加相移式等厚测量装置的结构概述、测量方法 (见附录B)等相关内容。
———增加标准平晶F96范围内的平面度计算方法 (见附录C)
本规程的历次版本发布情况:
———JJG28—2000;
———JJG28—1991;
———JJG28—1980。
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平晶检定规程

1 范围

本规程适用于平晶 (包括平面平晶、平行平晶和长平晶)的首次检定、后续检定和

使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GB/T903—2019 无色光学玻璃

JB/T7401—1994 平面平晶

JB/T7402—1994 平行平晶

ISO14999-4:2015 (E)光学和光子学 光学元件和光学系统的干涉仪测量 第4
部分:在ISO10110中所明确规定的公差说明和评价 (Opticsandphotonics—Interfero-
metricmeasurementofopticalelementsandopticalsystems—Part4:Interpretationand
evaluationoftolerancesspecifiedinISO10110)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

平晶是以光波干涉法测量平面度、直线度、研合性以及平行度的计量器具,包括平

面平晶、平行平晶和长平晶。平面平晶按工作面数可分为单工作面平晶和双工作面平

晶,其外形示意见图1;按用途又可分为标准平晶和工作平晶两大类,标准平晶分为

一、二等,工作平晶分为一、二级。
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